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(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR DRYING AND/OR CLEANING POT-SHAPED HOLLOW BODIES, IN PARTICULAR
TRANSPORT CONTAINERS FOR SEMICONDUCTOR WAFERS OR FOR EUV LITHOGRAPHY MASKS

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM TROCKNEN UND/ODER REINIGEN VON TOPFFORMIGEN
HOHLKORPERN, INSBESONDERE VON TRANSPORTBEHALTERN FUR HALBLEITERWAFER ODER FUR EUV-
LITHOGRAFIE-MASKEN

(57) Abstract: The present invention relates to a device (10) for drying and/or
cleaning pot-shaped hollow bodies (12), in particular transport containers for semi-
Ao conductor wafers or for EUV lithography masks, wherein the device (10) has a

S cleaning unit (44), which canbe or is introduced into the hollow body interior (22)
through the hollow body opening (24) and which has a first dispensing unit (46),
with which a first fluid for cleaning and/or drying the hollow body inner surface
(18) canbe dispensed, and a second dispensing unit (48), with which a second fluid
for cleaning and/or drying the hollow body inner surface (18) can be dispensed,
and an adjusting unit (50) with which the first dispensing unit (46) and the second
dispensing unit (48) can be moved independently of one another. The invention
also relates to a corresponding method for drying and/or cleaning pot-shaped hol-
low bodies (12) by means of a device (10) of this type.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung
(10) zum Trocknen und/oder Reinigen von topfférmigen Hohlk6rpern (12), ins-
besondere von Transportbehiltern fiir Halbleiterwafer oder fiir EUV-Lithogra-
fie-Masken, wobei die Vorrichtung (10) eine Reinigungseinrichtung (44), welche
durch die Hohlkorperoffnung (24) in den Hohlkdrperinnenraum (22) einbringbar
0 ¢ oder eingebracht ist und welche eine erste Abgabeeinheit (46), mit welcher ein ers-
tes Fluid zum Reinigen und/oder Trocknen der Hohlkorperinnenflache (18) abge-
geben werden kann, und eine zweite Abgabeeinheit (48) aufweist, mit welcher ein
zweites Fluid zum Reinigen und/oder Trocknen der Hohlkérperinnenfliche (18)
abgegeben werden kann, und eine Verstelleinrichtung (50) umfasst, mit welcher
die erste Abgabeeinheit (46) und die zweite Abgabeeinheit (48) unabhingig von-
einander bewegbar sind. Zudem betrifft die Erfindung ein entsprechendes Verfah-
ren zum Trocknen und/oder Reinigen von topfférmigen Hohlkérpern (12) mit ei-
ner solchen Vorrichtung (10).
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